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摘要(译)

提供真空蒸发装置，真空蒸发方法和有机发光显示板。真空蒸发装置包
括至少第一蒸发室。第一蒸发室包括至少一个第一有机材料蒸发源和至
少一个第一金属蒸发源。所述至少一个第一有机材料蒸发源配置为蒸发
第一有机材料，并且所述至少一个第一金属蒸发源配置为蒸发第一金属
材料。控制所述至少一个第一有机材料蒸发源和所述至少一个第一金属
蒸发源以同时进行蒸发，以在设置在第一蒸发室内的基板上产生第一有
机材料和第一金属材料的混合掺杂。
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